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(54) Verfahren und Mikroskop zur Detektion eines Objektes

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und ein Mikroskop zur Detektion eines Objekts, mit einer
das Objekt beleuchtenden Lichtquelle und einem das
Objekt auf einen Detektor abbildenden Abbildungssy-
stem. Zur Erhöhung des effektiven Auflösungsvermö-
gens des Abbildungssystems, das über die Grenze des
von den Eigenschaften des Abbildungssystems festge-
legten Auflösungsvermögen hinausgeht, ist das erfin-

dungsgemäße Verfahren und das erfindungsgemäße
Mikroskop zur Detektion eines Objekts dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Objekt mehrmals mit jeweils un-
terschiedlicher Auflösung des Abbildungssystems de-
lektiert wird und dass zur Bestimmung eines optimierten
Auflösungsvermögens die detektierten Bilddaten einer
statistischen und/oder numerischen Auswertung zuge-
führt werden.
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